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          В данной работе проанализировано химическое состояние атомов в слоях титана, осаждённых с помощью АСО при разном количестве титана на поверхности с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроско-пии путём анализа линий снятых спектров с поверхности образца. Для определения толщины слоёв на поверхности кремниевой подложки были сняты угловые зависимости атомной концентрации. Также образцы были прогреты до нескольких температур и повторно изучены.
        

        
          In this paper, the chemical state of atoms in titanium layers deposited with ASO at different amounts of titanium on the surface is analyzed using X-ray photoelectron spectroscopy by analyzing the lines of the spectra taken from the sample surface. To determine the thickness of the layers on the sur-face of the silicon substrate, the angular dependences of the atomic concentra-tion were removed. The samples were also warmed up to several temperatures and re-examined.
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